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Целью данной научной работы является изучение работы микрофонных решеток, а также 

особенностей их реализации на основе МЭМС. В данной работе приведен критический анализ 

научных данных по теме. 
Одной из важных параметров различных микрофонов является характеристика направлен-

ности, то есть чувствительность микрофона к направлению падения звуковой волны. По харак-

теристике направленности микрофоны бывают направленными и ненаправленными. К направ-
ленным относятся двунаправленные, кардиодные, гиперкардиодные, микрофонные решетки. 

Микрофонные решетки – это конструкции, представляющие собой решетку, в узлах которых 

находятся микрофоны для направленного приема звука от различных источников. Микрофоны, 
составляющие микрофонную решетку, принимают звук со всех направлений. Их электрические 

сигналы содержат информацию о звуках. При совместной обработке этих сигналов, можно вы-

делить определенный звук с заданного направления. 

Однако такие устройства имеют большие размеры, что не позволяет использовать их в но-
симой электронике. Для использования данной технологии в носимой электронике, а также в 

других сферах, где важно малое энергопотребление и малые габаритные размеры, необходимо 

заменить обычные микрофоны на МЭМС-микрофоны. Основные преимущества МЭМС-
микрофонов по сравнению с обычными это: малый размер, низкое энергопотребление, высокая 

чувствительность и широкий динамический диапазон. 

МЭМС микрофон состоит из гибкой диафрагмы, кремниевой подложки, верхней и нижней 
неподвижных обкладок. Гибкая диафрагма представляет собой сетчатую мембрану из кремния. 

Верхняя и нижняя неподвижные обкладки расположены с соответствующих сторон от гибкой 

диафрагмы, и также имеют сетчатую структуру. Под диафрагмой и обкладками находится по-

лость, у которой на одной из сторон находится вентиляционное отверстие, для уравновешива-
ния давления, создаваемого быстрым движением диафрагмы. При попадании звуковой волны 

на гибкую диафрагму, последняя смещается, что приводит к изменению емкости между непо-

движными обкладками. Полученный электрический сигнал после преобразования представляет 
собой звук в цифровом виде. 

Сетчатые обкладки и диафрагма изготавливаются двумя методами: фотолитографией и ла-

зерной литографией. При использовании фотолитографии на поверхность кремния наносится 

фоторезист. Далее такая пленка засвечивается через фотошаблон с заданной сетчатой структу-
рой. Засвеченные участки экспонируют и после удаляются в проявителе. Полученный рисунок 

на пленке используется для травления, где в процессе, не покрытые фоторезистом участки – 

удаляются. После фоторезист также удаляют, и остается сетчатая кремниевая пластина. 
Лазерная литография – это метод нанесения изображения на поверхность материала с по-

мощью сфокусированного лазерного луча. Она основана на изменении свойств фоторезиста 

под действием излучения. При попадании лазерного луча на фоторезист, он вызывает химиче-
ские или физические реакции такие как: полимеризация, деполимеризация, абляция и др.  

В заключении хотелось бы отметить, что микрофонные решетки на основе МЭМС стали 

неотъемлемой частью современной микроэлектроники и занимают огромную нишу в данной 

сфере. Благодаря развитию современных технологий по получению микро- и наноструктур та-
ких как фотолитография и лазерная литография, а также связь их с CAD и CAM системами 

имеется возможность с хорошей точностью и своевременно получать необходимые нам мик-

рофонные решетки на основе МЭМС. 
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